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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空蒸着室を有し、前記真空蒸着室内で蒸着源から発せられた蒸着材料を基板に蒸着さ
せる有機ＥＬディスプレイパネル製造装置において、
　前記基板を保持する基板トレイと、
　前記基板トレイの前記蒸着源の側の面に設けられた防着部材と、
　前記基板を保持した前記基板トレイを前記真空蒸着室に対して搬入搬出を行う搬送手段
と、を備え、
　前記防着部材は、前記蒸着源から発せられた蒸着材料の拡散領域を受け入れる位置に設
けられており、
　前記搬送手段は、前記防着部材の外側であって、前記蒸着材料が前記防着部材によって
遮られ、前記蒸着材料の着膜が防止される位置に配置され、
　前記真空蒸着室にて蒸着された前記基板が取り外された後の前記基板トレイを、洗浄す
るために回収可能とした、
　ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネル製造装置。
【請求項２】
　前記基板と前記基板トレイとが前記真空蒸着室内を移動しながら、前記基板に前記蒸着
材料を蒸着させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置。
【請求項３】
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　前記搬送手段がころを有する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空蒸着室内で蒸着源から発した有機材料を有機ＥＬディスプレイパネルに
用いられる基板に蒸着させる有機ＥＬディスプレイパネル製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ等の薄型ディスプレイの需要が高まっ
ている。特に、携帯端末(例えば、携帯電話、デジタルカメラ等)向けのディスプレイとし
て、液晶ディスプレイが主流となっており、高精細化が進んでいる。しかし、液晶ディス
プレイは、白色光がカラーフィルタを透過して画像を表示するようになっており、バック
ライトと呼ばれる部品が必要不可欠である。このため、消費電力の大半はバックライトに
より消費されている。また、液晶ディスプレイは、視野角により色味が変わる課題も抱え
ている。最近では広視野角と言われる液晶ディスプレイも開発されているが、課題解決に
は至っていない。このため、携帯端末は、これからも、低消費電力化と広視野角を実現す
ることが求められていくものと思われる。
【０００３】
　そこで、液晶ディスプレイの課題である消費電力と視野角依存性を解決する次世代ディ
スプレイとして、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ(以下、有機ＥＬディスプ
レイ)があり、期待されている。有機ＥＬディスプレイは、自発光性であるために液晶デ
ィスプレイに用いられているバックライトが不要となるため消費電力を押えることができ
る。また、有機ＥＬディスプレイは、液晶ディスプレイに比べて応答速度が速く、視野角
も優れているという利点がある。
【０００４】
　白色有機ＥＬをバックライトとして用いたディスプレイも開発されている。しかし、こ
のディスプレイは、カラーフィルタが必要であり、発光効率が著しく低下するという問題
がある。
【０００５】
　それに比べて、フルカラー塗り分け方式の有機ＥＬディスプレイは、カラーフィルタが
不要となり、発光効率が非常に優れているという利点を持っている。具体的には発光層を
塗り分けるために、一般的にはドライプロセスであればマスク蒸着、ウェットプロセスで
あればインクジェット法にて成膜が行われている。有機ＥＬ素子は、水分に弱いとされて
おり、現状ではドライプロセスによる成膜の方が、発光効率が良いとされている。
【０００６】
　近年では非常に高精細である有機ＥＬディスプレイパネル製造装置の開発が進められて
いる。先にも述べた通りドライプロセスにおいてはマスク蒸着が行われており、非常に細
かなパターニングが求められる。そのために、非常に微小なパーティクルでも歩留り低下
の要因となってしまう。
【０００７】
　歩留まり低下の原因としては、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置からの膜剥がれに
よるパーティクル発生による異物付着が考えられる。そのために、有機ＥＬディスプレイ
パネル製造装置は、メンテナンス周期が短くなり、稼働率の低下にもなり、歩留りを高め
、さらに稼働率を高めることが求められている。
【０００８】
　基板の搬送中における膜剥がれや異物付着による不良を記載した発明が公開されている
（特許文献１、特許文献２参照）。
【０００９】
【特許文献１】特開平０９－１９９２７５号公報
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【特許文献２】特開２００５－１２０４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、特許文献１に記載の誘電体膜は、誘電体膜のスパッタリングにおける膜の剥
離を防ぐため、安定したプラズマを得て均一な膜を形成し、剥離の原因となる結晶化時の
応力や膜密度の低下を防いでいる。しかし、有機材料蒸着プロセスにおいては、プラズマ
の生成は無関係であり、特許文献１に記載の効果はないと考えられる。
【００１１】
　また、特許文献２に記載の有機電界発光素子の垂直蒸着装置は、粒子による不良を防止
することの記載があるが、具体的な方法が明記されていない。
【００１２】
　前述したように、有機ＥＬディスプレイパネルの高精細化が進むにしたがって、装置に
付着した膜が剥がれることで発生したパーティクルの問題が顕在化してきた。また、有機
蒸着プロセスは極めて薄い成膜プロセスであるため、サブミクロンオーダのパーティクル
も不良の原因となってしまう。
【００１３】
　本発明は、基板を保持する基板保持部材に防着部を設けることで、真空蒸着室内への着
膜を防止し、特に、基板保持部材を搬送する搬送手段への着膜を防止した有機ＥＬディス
プレイパネル製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置は、真空蒸着室を有し、前記真空蒸着室
内で蒸着源から発せられた蒸着材料を基板に蒸着させるようになっており、前記基板を保
持する基板トレイと、前記基板トレイの前記蒸着源の側の面に設けられた防着部材と、前
記基板を保持した前記基板トレイを前記真空蒸着室に対して搬入搬出を行う搬送手段と、
を備え、前記防着部材は、前記蒸着源から発せられた蒸着材料の拡散領域を受け入れる位
置に設けられており、前記搬送手段は、前記防着部材の外側であって、前記蒸着材料が前
記防着部材によって遮られ、前記蒸着材料の着膜が防止される位置に配置され、前記真空
蒸着室にて蒸着された前記基板が取り外された後の前記基板トレイを、洗浄するために回
収可能とした、ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置は、基板トレイに防着部材を設けること
で、有機ＥＬディスプレイパネル製造時における真空蒸着室への着膜を著しく低減するこ
とができる。メンテナンスサイクルを長期化できると共に、メンテナンスをするときの作
業が容易になるという絶大な効果を奏する。この結果として、本発明の有機ＥＬディスプ
レイパネル製造装置は、有機ＥＬディスプレイパネルの生産性が飛躍的に向上し、また歩
留りも格段に向上するなどの優れた効果を奏する。
 
【００１６】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置は、基板トレイを真空蒸着室に対
して搬入搬出を行う搬送手段を備えている場合、その搬送手段への蒸着材料の付着を著し
く抑えることもできる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、真空蒸着室９内で蒸着源８から発
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した有機材料を有機ＥＬディスプレイパネルに用いられる基板３に蒸着させるようになっ
ている。
【００１９】
　有機ＥＬディスプレイパネル製造装置は、基板３を保持する基板保持部材としての基板
トレイ１と、基板トレイ１の蒸着源の側に突設された防着部材２とを備えている。防着部
材２は、蒸着源８からの非使用有機材料が真空蒸着室９に付着するのを少なくすることが
できる。このため、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置は、真空蒸着室のメンテナンス
サイクルを長くすることができて、生産性が飛躍的に向上する。また、有機ＥＬディスプ
レイパネル製造装置は、基板トレイ１を回収できるようにすることで、基板トレイ１を洗
浄することができるようになり、基板トレイ１を、常に、クリーンな状態を保つことがで
きる。このようにして、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、より一層、
信頼性の高い有機ＥＬディスプレイパネルを製造することができる。
【００２０】
　図１は、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置における、真空蒸着室の内部構造を示す
断面模式図である。真空蒸着室９には、マスク４がセットされた基板トレイ１が不図示の
搬送機構によって搬送されるようになっている。また、基板３も不図示の搬送機構により
真空蒸着室９に搬送されて、基板３とマスク４との位置合せが行われるようになっている
。
【００２１】
　真空蒸着室９内には、蒸着源８が設置され、蒸着源８を囲むようにリフレクタ７が配置
されている。蒸着源８の上部にはシャッタ６が備えられている。シャッタ６の上部には蒸
着レートモニタ１０が備えられている。蒸着レートモニタ１０は、蒸着源８からの蒸着レ
ートをモニタするようになっている。
【００２２】
　蒸着レートモニタ１０のモニタが所望の数値に安定すると、シャッタ６が開く。そして
、基板３に成膜が行われる。その際に、シャッタ６の開口部６ａ、リフレクタ７の開口部
７ａは、基板３に対する有機物の着膜に影響ない位置に形成されている。リフレクタ７は
、蒸着源８に比べて温度が低くなるため、蒸着源８から飛び出した有機材料がリフレクタ
７に析出しやすい。そのため、基板３の成膜エリアを考慮すると、リフレクタ７の開口部
７ａを広めにする必要がある。
【００２３】
　しかし、リフレクタ７の開口部７ａを広げると、基板３以外への有機材料の付着が多く
なることは必然的である。そこで、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、
防着部材２（１０２，２０２）を、蒸着源８から発した有機材料の拡散領域Ｓを受け入れ
る基板トレイ１上の位置に設けて、有機材料を防着部材２で受け入れて、真空蒸着室９の
汚染を最小限に抑えている。また、真空蒸着室９内に基板３を搬送する搬送機構、基板ト
レイ１を搬送する搬送機構の汚染も最小限に抑えている。
【実施例】
【００２４】
　以下、本発明の参考例及び実施例を説明する。本発明は、参考例及び実施例に限定され
るものではない。また、参考例及び実施例で取り上げている数値は、参考数値であって、
本発明を限定するものではない。
（参考例）
　図１は、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置における、真空蒸着室の内部構造を示す
断面模式図である。図２は、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置の概略構成図である。
【００２５】
　基板トレイ１に防着部材２を備えることでクラスタ型有機ＥＬディスプレイパネル製造
装置のメンテナンスサイクルが延長されることを確認するために、実際のクラスタ型成膜
装置を用いて成膜を行った。基板３のサイズは、縦５５０ｍｍ×横６５０ｍｍ×厚み０．
５ｍｍである。有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１のメンテナンスサイクルは、非
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使用材料の装置付着量で決定される。
【００２６】
　特に、基板トレイ１が位置する周辺は、基板３及び基板トレイ１の搬入出が行われるた
め、膜剥がれによるパーティクルが発生しやすい。そのため、基板トレイ保持部５への着
膜量によってメンテナンスサイクルを決定するようになっている。通常の場合、基板トレ
イ保持部５に１０００Åの有機材料が着膜したらメンテナンスを行うことになっている。
従来は、数回～十数回の成膜毎にメンテナンスを行っていた。
【００２７】
　真空蒸着室９には、マスク４がセットされた基板トレイ１が不図示の搬送機構によって
搬送されるようになっている。また、基板３も不図示の搬送機構により真空蒸着室９に搬
送されて、基板３とマスク４との位置合せが行われるようになっている。基板トレイ１と
基板３は、基板トレイ保持部５に載置されるようになっている。
【００２８】
　図２において、基板３は、基板投入室１１より投入される。基板トレイ１は、図１、図
３に示すように蒸着源８の側に向けて防着部材２が突出されている。基板トレイ１には、
任意のマスク４がセットされた状態で基板トレイ収納室１２に配置される。基板トレイ収
納室１２に配置された基板トレイ１は、不図示の搬送機構にて任意の真空蒸着室９へと搬
送される。また、基板３においても基板投入室１１から不図示の搬送機構によって任意の
真空蒸着室９へと搬送される。
【００２９】
　本実施形態の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１における搬送手段としての搬送
機構は、搬送室１６に設置したスカラー型真空ロボットであり、このロボットにより、基
板３及び基板トレイ１の搬送を行っている。搬送された基板３と基板トレイ１は不図示の
位置合せ機構により位置合せが行われる。基板３と基板トレイ１との位置合せは、基板ト
レイ１にセットされたマスク４との相対位置が合うようにして行われる。基板３と位置合
せされた基板トレイ１は、基板トレイ保持部５によって保持される。
【００３０】
　真空蒸着室９内には、蒸着源８が設置され、蒸着源８を囲むようにリフレクタ７が配置
されている。蒸着源８の上部にはシャッタ６が備えられている。シャッタ６の上部には蒸
着レートモニタ１０が備えられている。蒸着レートモニタ１０は、蒸着源８からのレート
を測定でき、かつ基板トレイ保持部５への着膜量を測定できる位置に設置されている。有
機材料には、Ａｌｑ３を使用している。
【００３１】
　蒸着源８からの蒸着レートが７Å／ｓｅｃ乃至８Å／ｓｅｃで安定したところで、シャ
ッタ６が開く。そして、基板３に成膜が行われる。その際に、シャッタ６の開口部６ａ、
リフレクタ７の開口部７ａは、基板３に対する有機物の着膜に影響ない位置に形成されて
いる。
【００３２】
　そして、目標積算膜厚が３００Åとなると、シャッタ６は閉じる。そのときに、基板ト
レイ保持部５に付着している積算膜厚をモニタしておく。成膜が終わった基板３は、真空
蒸着室９の外へ搬送され、搬送室１６、受渡室１７、及び搬送室１６を通過して取出室１
５より排出される。基板トレイ１は、所定の膜厚が堆積する毎に基板トレイ収納室１２に
搬送され、クラスタ型有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１の外部に取り出される。
そして、別装置にて洗浄される。
【００３３】
　基板３を１００シート成膜した際の基板トレイ保持部５への積算膜厚は、１０Å以下に
なることが確認された。この結果から、蒸着源８より蒸発した有機材料の基板トレイ保持
部５近傍への着膜量は、蒸発材料の０．０４％以下であり、４分タクト５日間連続稼動に
おいても基板トレイ保持部５への着膜量を１０００Å以下にすることができた。そのため
に、連続稼動中においてメンテナンスを行う必要が無い。
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【００３４】
　以上より、クラスタ型有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１は、メンテナンスサイ
クルが飛躍的に長くなることを実証することができた。
【００３５】
　なお、基板トレイとして、図３（Ｂ）に示す基板トレイ１０１を使用してもよい。この
基板トレイ１０１の１対の防着部材１０２は、Ｌ字状に形成されて、互いに外向きに形成
されている。
（実施例）
　図４は、インライン型単色有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３２の概略構成図であ
る。この装置３２に使用される基板トレイ１は、図３（Ｃ）に示す形状をしている。この
基板トレイ２０１は、１対の防着部材２０２を末広がり状に備えている。
【００３６】
　基板トレイ２０１に防着部材２を備えることで、インライン型有機ＥＬディスプレイパ
ネル製造装置３２のメンテナンスサイクルが延長されることを確認するために、実際のイ
ンライン型有機ＥＬディスプレイパネル製造装置を用いて基板の成膜を行った。基板３の
サイズは、縦５５０ｍｍ×横６５０ｍｍ×厚み０．５ｍｍである。
【００３７】
　メンテナンスサイクルは非使用材料の装置付着量で決定される。特に、基板トレイ２０
１の搬送機構周辺においては、膜剥がれによるパーティクルの発生が起こりやすい。その
ため、基板トレイ保持部５となる搬送機構への着膜量がメンテナンスサイクルを決めるこ
とになる。通常の場合、基板トレイ保持部５に１０００Åの有機材料が着膜したらメンテ
ンスを行うようになっている。従来は、数回～十数回の成膜毎にメンテナンスを行ってい
た。
【００３８】
　図４において、基板３は、基板投入室１１より投入される。基板トレイ２０１は、任意
のマスク４がセットされた状態で基板トレイ投入室１８に配置される。基板３及び基板ト
レイ２０１は不図示の搬送機構によりアライメント室２０に搬送される。本インライン型
有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３２の搬送手段としての搬送機構は、ころ搬送方式
を採用した。図５に示す、ころ２２によって搬送された基板３と基板トレイ２０１は不図
示の位置合せ機構により相対位置が合うように位置合せをされる。なお、ころ２２は、防
着部材２０２の外側で基板トレイ２０１を支持している。
【００３９】
　位置合せされた基板３及び基板トレイ２０１は、真空蒸着室９を搬入搬出されて、真空
蒸着室内を移動しながら成膜が行われる。基板トレイ２０１は複数個が連続して搬送され
ながら成膜が行われるため、インライン型有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３２にお
いても真空蒸着室内の装置内面に有機材料が付着することを少なくすることができる。
【００４０】
　図５は基板トレイ１（１０１，１０２）が連続して流れる際の斜視図である。蒸着レー
トモニタ１０は、蒸着源８からのレートを測定でき、かつ基板トレイ保持部５の搬送機構
への付着量を測定できる位置に配置されている。有機材料には、Ａｌｑ３を用いている。
【００４１】
　まず、蒸着源８からの蒸着レートが３Å／ｓｅｃ乃至５Å／ｓｅｃで安定したところで
成膜を開始する。１枚目のダミー基板を流したところで、シャッタ６は、開く。そして、
膜厚が、目標積算膜厚の３００Åになると、基板トレイ保持部５の搬送機構に付着する積
算膜厚をモニタしておく。成膜が終わった基板３は、受渡室１７にて基板３と基板トレイ
１に分離される。分離された基板３は次工程の真空蒸着室９に搬送され、取出室１５より
排出される。また、基板トレイ１はマスクトレイリターン２１にてアライメント室２０に
運ばれる。また、所定の成膜回数が行われた基板トレイ１は基板トレイ取出室１９より成
膜装置外に搬出され、別装置にて洗浄される。なお、基板トレイの洗浄は、基板トレイリ
ターン中に行ってもよい。
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【００４２】
　基板３を１００シート成膜した際の基板トレイ保持部５への積算膜厚は、１５Å以下に
なることが確認された。この結果から、蒸着源８より蒸発した有機材料の基板トレイ保持
部５近傍への着膜量は０．０５％以下であり、２分タクト５日間連続稼動においても基板
トレイ保持部５への着膜量１０００Åにすることができた。そのために、５日間連続稼動
中においても、メンテナンスを行う必要が無くない。
【００４３】
　以上説明したように、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、基板３の搬
送に用いる基板保持部材としての基板トレイ１（１０１，２０１）に防着部材２（１０２
．２０２）を設けた構成になっている。このため、防着部材で蒸着源８から発した有機物
の着膜が防止されるので、メンテナンスサイクルを飛躍的に長くすることが実証できた。
【００４４】
　したがって、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、真空蒸着室９への有
機材料の付着を低減することができる。特に、搬送機構への着膜を防止することができる
。すなわち、搬送機構としてのころ２２は、防着部材２０２の外側で基板トレイ２０１を
支持しているので、有機物を防着部材２０２で遮ることができて、有機物の着膜が防止さ
れる。
【００４５】
　このため、有機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、基板トレイ１，１０１
，２０１を一定周期でクリーニングするだけで、真空蒸着室内のメンテナンスを簡素化す
ることができると共に、真空蒸着室内をクリーンな状態に保つことができる。さらに、有
機ＥＬディスプレイパネル製造装置３１，３２は、基板３の生産性を向上させて、歩留り
を飛躍的に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置における、真空蒸着室の内部構造
を示す断面模式図である。
【図２】本発明の参考例における有機ＥＬディスプレイパネル製造装置の概略構成図であ
る。
【図３】基板保持部材の３つの実施形態を示す図である。
【図４】インライン型単色有機ＥＬディスプレイパネル製造装置の概略構成図である。
【図５】本発明の実施例の有機ＥＬディスプレイパネル製造装置における、真空蒸着室の
概略斜視図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　Ｓ　　　有機材料の拡散領域
　　１　　　基板トレイ（基板保持部材）
　　２　　　防着部材
　　３　　　基板
　　５　　　基板トレイ保持部
　　６　　　シャッタ
　　８　　　蒸着源
　　９　　　真空蒸着室
　２２　　　ころ（搬送手段）
　３１　　　有機ＥＬディスプレイパネル製造装置
　３２　　　有機ＥＬディスプレイパネル製造装置
１０１　　　基板トレイ（基板保持部材）
１０２　　　防着部材
２０１　　　基板トレイ（基板保持部材）
２０２　　　防着部材
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